Mikrofluidikai csipek készitése (PDMS-bol lagy litografias eljarassal)

il

1, A csip csatornamintazatanak megrajzolasa 2, Csatornamintazat mérethelyes,

AutoCAD szoftverrel. nagyfelbontasu (10000 dpi) nyomtatasa
atlatszo foliara (hattér fekete, csatorna
atlatszo lesz): fotografias maszk.

3, 35 mm vastag fényérzékenyréteg (SU-8) 4, Elohivoszerrel kezelve a besugarzott
kialakitasa spincoater (3200 fordulat/perc) feliiletet, megkapjuk az dntéformat.
segitségével szilicium lapkara. A réteg

besugarzasa UV lampa fényével a maszkon

keresztiil. Litografias eljaras

5, Az ont6formara rééh—tjiik aPDMS és a 6, A miianyagot lehuzzuk a szilicium

térhalositd adalék 1:10 aranyu keverékét, ami  ontéformarol (a mintazat hit masolata rakertilt
60°C-on félora alatt megkeményedik. a mianyag aljara).



9, A mlianyag ¢és az liveg fedélemez 10, Leveg6 plazma nagyfrekvencias
megfeleld feliileteinek ativalasa azok kisnyomasu térben.
»osszeragasztasahoz” (sealing) levegd

plazma segitségével.
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Micr‘opfy-Ol tépegyséé

Axio Observer Al kutato,
inverzmikroszkép

11. Kész mikrofluidikai csip elektrod és 12. Munka a mikrofluidikai csippel
pumpacso csatlakozasokkal inverzmikroszkdp munkaasztalan
nagyfesziiltségili tapegység alkalmazasaval



